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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年10月1日(2015.10.1)

【公表番号】特表2015-524053(P2015-524053A)
【公表日】平成27年8月20日(2015.8.20)
【年通号数】公開・登録公報2015-052
【出願番号】特願2015-512686(P2015-512686)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｃ  15/00     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  19/16     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  41/00     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  35/06     (2006.01)
   Ｆ１６Ｃ  19/52     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｃ   15/00     １０３Ａ
   Ｆ１６Ｃ   19/16     　　　　
   Ｆ１６Ｃ   41/00     　　　　
   Ｆ１６Ｃ   35/06     　　　Ｚ
   Ｆ１６Ｃ   19/52     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成27年7月14日(2015.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再帰反射体ターゲットの三次元座標測定の誤差を座標測定デバイスにより修正するため
の方法であって、前記座標測定デバイスが第１ビームを前記再帰反射体ターゲットへ送出
するように構成されるとともに、前記再帰反射体ターゲットが前記第１ビームの一部分を
第２ビームとして返送するように構成され、
　第１回転軸と第２回転軸と第１モータと第２モータと第１角度測定デバイスと第２角度
測定デバイスと距離計とプロセッサとメモリとを前記座標測定デバイスに設けるステップ
であって、前記第１回転軸が第１軸線を中心として回転するように構成され、前記第１回
転軸が第１ベアリングと第２ベアリングとに支持され、複数の第１角度のうちの一つの第
１角度だけ前記第１軸線を中心として前記第１回転軸を回転させるように前記第１モータ
が構成され、前記第１角度測定デバイスが第１角度を測定するように構成され、前記第２
回転軸が第２軸線を中心として回転するように構成され、前記第２回転軸が第３ベアリン
グと第４ベアリングとに支持され、複数の第２角度のうちの一つの第２角度だけ前記第２
軸線を中心として前記第２回転軸を回転させるように前記第２モータが構成され、前記第
２角度測定デバイスが前記第２角度を測定するように構成され、前記距離計が、第１光学
検出器に受理される前記第２ビームの第１部分に少なくとも部分的に基づいて前記座標測
定デバイスから前記再帰反射体ターゲットまでの第１距離を測定するように構成される、
ステップと、
　前記第１角度測定デバイスで複数の第１角度を測定するステップと、
　複数の第１変位量を測定するステップであって、前記複数の第１変位量の各々が前記複
数の第１角度の一つと関連し、前記第１軸線に垂直であって前記第１軸線上の第１位置を
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通る複数の第１ラインの一つに沿って、前記複数の第１変位量の各々が取得されるステッ
プと、
　複数の第２変位量を測定するステップであって、前記複数の第２変位量の各々が前記複
数の第１角度の一つと関連し、前記複数の第２変位量の各々が、前記第１軸線に垂直であ
って前記第１軸線上の第２位置を通る複数の第２ラインの一つに沿って取得され、前記第
１位置と前記第２位置との間に第１分離距離が設けられるステップと、
　前記複数の第１角度と前記複数の第１変位量と前記複数の第２変位量と前記第１分離距
離とに少なくとも部分的に基づいて補正値を決定するステップと、
　前記補正値を前記メモリに記憶させるステップと、
　前記再帰反射体ターゲットへ前記第１ビームを送出するステップと、
　前記第１角度測定デバイスで第１再帰反射体角度を測定するステップと、
　前記第２角度測定デバイスで第２再帰反射体角度を測定するステップと、
　前記距離計で前記第１距離を測定するステップと、
　前記プロセッサが、前記第１再帰反射体角度と前記第２再帰反射体角度と前記第１距離
と前記補正値とに少なくとも部分的に基づいて、前記再帰反射体ターゲットの三次元座標
を計算するステップと、
　前記再帰反射体ターゲットの前記三次元座標をメモリに記憶するステップと、
を包含する方法。
【請求項２】
　さらに、
　複数の第３変位量を測定するステップであって、前記複数の第３変位量の各々が前記複
数の第１角度の一つと関連し、前記第１軸線に垂直であって前記第１軸線上の第３位置を
通る複数の第３ラインの一つに沿って前記複数の第３変位量の各々が取得されるステップ
と、
　複数の第４変位量を測定するステップであって、前記複数の第４変位量の各々が前記複
数の第１角度の一つと関連し、前記第１軸線に垂直であって前記第１軸線上の第４位置を
通る複数の第４ラインの一つに沿って前記複数の第４変位量の各々が取得され、前記第３
位置と前記第４位置との間に第２分離距離が設けられるステップと、
を包含し、
　補正値を決定する前記ステップにおいて、前記補正値がさらに、前記複数の第３変位量
と前記複数の第４変位量とに少なくとも部分的に基づく、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　補正値を決定する前記ステップにおいて、前記補正値が前記第１軸線の複数の傾斜角度
を含み、前記複数の傾斜角度の各々が前記複数の第１角度のうちの前記第１角度の一つと
関連する、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記第１回転軸に着脱可能に装着されるように構成された試験装置を設けるステップで
あって、前記試験装置が第１センサと第２センサとを有するステップと、
　前記複数の第１ラインの一つに前記第１センサを載置するとともに前記複数の第２ライ
ンの一つに前記第２センサを載置するように、前記試験装置を前記第１回転軸に装着する
ステップと、
　をさらに包含し、
　複数の第１変位量を測定する前記ステップにおいて、前記第１センサで前記第１変位量
が測定され、複数の第２変位量を測定する前記ステップにおいて、前記第２センサで前記
第２変位量が測定される、
　請求項１の方法。
【請求項５】
　試験装置を設ける前記ステップにおいて、前記第１センサと前記第２センサとが静電容
量センサである、請求項４の方法。
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【請求項６】
　試験装置を設ける前記ステップにおいて、前記第１センサが第１球体面に近接し、前記
第２センサが第２球体面に近接する、請求項５の方法。
【請求項７】
　第１センサと第２センサとを設けるステップであって、前記第１センサが前記複数の第
１ラインの一つに配置されて、前記第２センサを前記複数の第２ラインの一つに載置する
ステップ、
　をさらに包含し、
　複数の第１変位量を測定する前記ステップにおいて、前記第１変位量が前記第１センサ
で測定され、複数の第２変位量を測定する前記ステップにおいて、前記第２変位量が前記
第２センサで測定される、
　請求項１の方法。
【請求項８】
　複数の第１角度を測定する前記ステップにおいて、前記複数の第１角度のうちの前記第
１角度の各々が、複数の第１非ラップ角度となるようにラッピングされず、前記第１非ラ
ップ角度の各々が周期的不連続性を伴わずに変化する、請求項１の方法。
【請求項９】
　補正値を決定する前記ステップがさらに、基本正弦波成分を計算することを含む、請求
項８の方法。
【請求項１０】
　前記第１軸線を中心とする前記第１回転軸の回転数を測定するステップをさらに含む方
法であって、
　補正値を決定する前記ステップがさらに、前記回転数に少なくとも部分的に基づいてベ
アリング誤差を決定することを含む、
　請求項８の方法。
【請求項１１】
　回転カウンタを設けるステップと、
　前記回転カウンタで前記第１回転軸の回転数を測定するステップと、
　をさらに含む、請求項１０の方法。
【請求項１２】
　前記回転数を測定する前記ステップにおいて、前記回転カウンタが第１カウンタ部分と
第２カウンタ部分とを含み、前記第１カウンタ部分が前記第１回転軸に装着されて、前記
第１回転軸の回転に対して固定されているハウジングに前記第２カウンタ部分が装着され
、前記第１カウンタ部分と前記第２カウンタ部分とが、前記第１回転軸の各回転について
信号を発生させるように構成され、第１回転方向での回転カウント数を増加させて前記第
１回転方向と反対の方向での回転カウント数を減少させるため、前記回転カウンタがさら
に前記第１回転軸の回転方向に反応するように構成される、
　請求項１１の方法。
【請求項１３】
　前記回転数を測定する前記ステップにおいて、前記第１角度測定デバイスが作動可能で
ない時に前記回転数を測定するように前記回転カウンタが構成される、請求項１２の方法
。
【請求項１４】
　前記回転数を測定する前記ステップにおいて、前記回転カウンタがバッテリにより動力
供給される、請求項１２の方法。
【請求項１５】
　さらに、
　前記第２角度測定デバイスで複数の第２角度を測定するステップと、
　複数の第５変位量を測定するステップであって、前記複数の第５変位量の各々が前記複
数の第２角度の一つと関連し、前記第２軸線に垂直であって前記第２軸線上の第５位置を
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通る複数の第５ラインの一つに沿って前記複数の第５変位量の各々が取得されるステップ
と、
　複数の第６変位量を測定するステップであって、前記複数の第６変位量の各々が前記複
数の第２角度の一つと関連し、前記第２軸線に垂直であって前記第２軸線上の第６位置を
通る複数の第６ラインの一つに沿って前記複数の第６変位量の各々が取得され、前記第５
位置と前記第６位置の間に第３分離距離が設けられるステップと、
　複数の第７変位量を測定するステップであって、前記複数の第７変位量の各々が前記複
数の第２角度の一つと関連し、前記第２軸線に垂直であって第７位置を通る複数の第７ラ
インの一つに沿って前記複数の第７変位量の各々が取得されるステップと、
　複数の第８変位量を測定するステップであって、前記複数の第８変位量の各々が前記複
数の第２角度の一つと関連し、前記第２軸に垂直であって第８位置を通る第８ラインに沿
って前記複数の第８変位量の各々が取得され、前記第７位置と前記第８位置との間に第４
分離距離が設けられるステップと、
　補正値を決定する前記ステップにおいて、さらに、前記複数の第２角度と前記複数の第
５変位量と前記複数の第６変位量と前記複数の第７変位量と前記複数の第８変位量と前記
第３分離距離と前記第４分離距離とに少なくとも部分的に基づいて前記補正値を決定する
ステップと、
　を含む、請求項２の方法。
【請求項１６】
　再帰反射体ターゲットの三次元座標を測定するための座標測定デバイスであって、第１
ビームを前記再帰反射体ターゲットへ送出するように構成される座標測定デバイスであり
、前記再帰反射体ターゲットが前記第１ビームの一部分を第２ビームとして返送するよう
に構成され、
　第１回転軸と第２回転軸と第１モータと第２モータと第１角度測定デバイスと第２角度
測定デバイスと距離計と回転カウンタとプロセッサとメモリとを包含し、前記第１回転軸
が第１軸線を中心として回転するように構成され、前記第１回転軸が第１ベアリングと第
２ベアリングとに支持され、前記第１モータが、前記第１軸線を中心として前記第１回転
軸を第１角度だけ回転させるように構成され、前記第１角度測定デバイスが前記第１角度
を測定するように構成され、前記第２回転軸が第２軸線を中心として回転するように構成
され、前記第２回転軸が第３ベアリングと第４ベアリングとに支持され、前記第２モータ
が前記第２軸線を中心として前記第２回転軸を第２角度だけ回転させるように構成され、
前記第２角度測定デバイスが前記第２角度を測定するように構成され、前記距離計が、第
１光学検出器に受容される前記第２ビームの第１部分に少なくとも部分的に基づいて前記
座標測定デバイスから前記再帰反射体ターゲットまでの第１距離を測定するように構成さ
れ、前記回転カウンタが前記第１回転軸の回転数を測定するように構成され、前記回転カ
ウンタがさらに、デバイス電力がオフである時でも現在３６０度回転間隔の追跡を維持す
るように構成され、
　前記プロセッサは、前記第１距離、前記第１角度、前記第２角度、前記３６０度回転間
隔、並びに、前記第１ベアリング、前記第２ベアリング、前記第３ベアリング、及び前記
第４ベアリングに関連し、少なくとも前記３６０度回転間隔の関数である補正値、に少な
くとも部分的に基づいて、前記三次元座標を決定するように構成される、
　デバイス。
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